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要約 【利用分野】表面処理と成膜処理との間に被処理面が汚染されることなく連続

処理を実施することが可能な大気圧プラズマ処理装置を得ること。

【発明の内容】ステージ５１と、ステージ５１に対向して配置される入力側高

周波電極１１と、反応ガス流路、カーテンガス流路および排気流路を有する流

路構成部材１２と、を含むプラズマ処理ヘッド１０と、ステージ５１と入力側

高周波電極１１との間に高周波電力を印加する高周波電源１６と、入力側高周

波電極１１のステージ５１と対向する面に配置される非反応性ターゲット１４

および反応性ターゲット１３と、基板１００が非反応性ターゲット１４から反

応性ターゲット１３へと移動するようにステージ５１と入力側高周波電極１１

を相対的に移動させる移動手段５３と、を備える。
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